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取り扱いが非常に容易で安全性が高い高純度水素酸素発生装置(E王iOG)は,従来のプロセスガ

ス用途だけでなく燃料電池用の水素ガス発生装置としても好適である｡当社はこのたび,これらの

広範囲な用途に向け,小容量のパッケージ型HHOG｢水素サーバー+を商品化した｡水素サーバー

は,従来のHHOGの気液分離器,直流電源,除湿装置を改良することで,小容量化が実現され,

さらに,スイッチを押すだけで水素が発生するという使い易さを持つ商品である｡その水素発生量

は1,5,10m3仙(normal)の3種類であり,機種としては4機種が揃っている｡

Easyhandlingandbighsa触yHigb-purityⅢy血ogenOxygenGenerator(BHOG)seⅣeSaShydrogen

generator托)rnOtOnlyprocessgases butalsofuelcells･Asmallpackage-typeHHOG,bydrogen server,

WaS reCently put on血e market for wide applications.T血e serverbas been皿i刀iaturized bァ血provlllg

gas/1iquidseparator,DCpowersupplyand血yerof也eIiHOG.Onlyapresofabt丘toncangenerate

hydrogen.Fourmodelsareavailable,havinghydrogengenerationcapacityofl,5,andlOm3仙(no皿al).
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固体高分子電解質膜を使用した水電解式の高純度

水素酸素発生装置の甘EOGは安全に,いつでも必

要な時に,ただちに高純度水素･酸素を発生するも

のである｡取り扱いが容易で煩雑なボンベ交換が無

く,さらにガス単価が安いといった特長から半導体,

セラミック,電力,冶金等の水素をプロセスガスと

して使用している各分野のユーザーに非常な好評を

博している｡このたび上記の分野だけでなく水素エ

ネルギー社会の実現にむけて開発競争が激化してい

る燃料電池の評価試験用にも最適な小容量の
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HHOGである水素サーバーを商品化したので紹介

する｡

1.水素サーバー
水素サーバーは気液分離器,直流電源および除湿

装置に新機軸を採用しデザインを一新した軽量･小

型の新しいパッケージ型甘甘OGであり,その水素

ガス発生量は1,5,10m3仙(nomal)の3種類が

ある｡

水素発生圧力は1m3/hではBLタイプの0.2MPa

(G),CLHタイプの0.6MPa(G)があり,5およ

び10m3/hのCLタイプは0.4MPa(G)である｡
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水素サーバーは従来のHHOGと同じく半導体製

造におけるキャリアガス,熱処理における雰囲気ガ

スあるいは発電機の冷媒ガスの発生装置として,い

わば工場設備のユーティリティとしても適している

が,ユーティリティ以外の用途として例え古邦汗究所

等で使用される燃料電池の評価試験装置と一体となっ

た水素ガス発生ユニットなどにも最適である｡

水素サーバーは煩わしいボンベ交換が不要でスイッ

チをおせばすぐ水素がえられるきわめて使いやすい

装置である｡

表1に寸法一覧表を,写真1に外観を示す｡

表1水素サーバー寸法一覧表

TablelⅢydrogen server

Model BL-1,CL甘-1 Cし5 CL-10

H2fTlowRate m3/b(Normal 1 5 10

Size Width mm 650 900 1500

Lellgth mrrl 900 1200 2000

Heigbt mm 1300 1800 1900

Appr拡､Weigbt kg 300 750 1100

Ry血ogen Dryer:Standard(Membrane Dryer)

Option(The皿alSwingAdso叩血nDryer)

CL-5

写真1 水素サーバー
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図 2 直流電源ブロック図
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1.1気液分離器(特許出願漬)

従来の酸素/水素の気液分離器は単なる容器であ

り,流速を減少することにより重力分離にて気泡と

純水を分離していた｡分離方式の変更で小型化を達

成すべく酸素分離器は小径の円筒胴容器を横置きに

して流入口と流出口を両端に設け,その間に純水が

流動しつつ気泡を分離する手段を配置した｡

水素分離器はより小径の円筒胴容器をループ状に

じ,やはり流入口と流出口を離して間に液面変動を

抑える流動抵抗体を配置した｡なお気相部の容積を

従来に比較して非常に小さくしているのでスタート

時の昇庄時間が大幅に短縮されている｡

図1に気液分離器の外観を示す｡

1.2 直流電源

従来の直流電源はサイリスタ整流器と商用周波数

の変圧器を使用していたため寸法,重量ともに大き

くパッケージ型に組み込めるようなものではなかっ

た｡また空冷式で冷却空気量もかなり多くその流入,

流出ロに制約され筐体のデザインの自由度も少なかっ

た｡

これを打開するためCLタイプでは水冷式の高周

波スイッチング素子と高周波スイッチングトランス

を採用したスイッチング電源とすることにより小型
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図 4 加熱再生式吸着除湿装置フローシート

Fig･4 Thermalswlng adsorptiondryer伽)W diagram

図 3 膜除湿装置

Fig.3 Membrane d叩er

軽量化を達成した｡

また水冷式とすることで従来のHHOGの主騒音

源であった冷却フアンをなくした低騒音タイプとなっ

ている｡図2にそのブロック図を示す｡

なお小型のBL,CLI一夕イブは冷却空気量が少量

につき水冷式にする必要性が少なく空冷式の高周波

スイッチング電源としている｡

1.3 除湿装置

固体高分子電解質膜を使用した水電解式水素発生

装置では発生水素が飽和の水分を含むため除湿が必

要である｡除湿装置は図3に示すように水分のみを

透過する中空膜の外側に乾燥空気を流して除湿する

膜除湿装置が標準で装備されている｡膜除湿装置は

小型軽量で取り扱いも非常に容易であるが,大気圧

換算露点が一20℃程度とボンベのガスよりは水分

が多い｡

露点の低いガスが必要な場合は-70～-80℃程

度の露点がえられる加熱再生式吸着除湿装置がオプ

ションで選択できる｡本体同様に小型コンパクトさ

が必要な除湿装置であるが,従来は水分を吸着する

吸着材の充填量を減少する目的でチラー水により発

連絡先

生水素ガスを10℃程度に冷却してドレンを分離し

水分量を減少してから吸着していた｡これではチラー,

水素ガスクーラー,ドレン分離ポット等付属機器の

ほうが大きくなり小型コンパクトという商品コンセ

プトが成立しない｡そこで冷却してドレンを分離し

なくても吸着材量が大幅に増加しないよう吸着筒の

切り替え時間を従来の24時間から12時間に半減し,

そのままでは不足する冷却時間を外部からの強制冷

却により充足した新しい除湿装置を開発した｡その

フロー囲を図4に示す｡

む す び

今回商品化した水素サーバーをより手軽にご使用

いただけるようCLタイプは通常販売に加えてリー

ス販売も用意している｡またBL,CLHタイプは

OEM供給も実施している｡これにより多数のユー

ザーに水素サーバーを使用いただいてその性能を実

感いただけるものと確信している｡

今後ともさらに水素サーバーの性能アップ,コス

トダウンを重ねて水素エネルギー社会の実現に向け

て少しでも貢献できるよう努力していく所存である｡
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